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新規導入機器紹介 新規導入機器紹介

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 基盤技術課 材料・機能評価担当　TEL：075-315-8633  FAX：075-315-9497  E-mail：kiban@mtc.pref.kyoto.lg.jp

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 応用技術課 表面・微細加工担当　TEL：075-315-8634  FAX：075-315-9497  E-mail：ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp

レーザーラマン顕微鏡（RAMANtouch）
　「地域新産業創出基盤強化事業（近畿地域）」により、レーザーラマン顕微鏡を導入しました。
今後、企業の皆様にご活用いただき、製品開発や品質管理にお役立ていただきますようご案内いたします。
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【機 器 名】　レーザーラマン顕微鏡（RAMANtouch）　
【メーカ名】　ナノフォトン株式会社
【特　　長】　・350nmの空間分解能

・高分解能、高精度（ピーク位置決め精度0.１cm-1）
・ライン照明による超高速イメージング（400スペクトル同時測定）

【用　　途】　・電子機器部品やポリマー製品などの表面汚染状態の評価
・シリコン基板の応力評価
・カーボン材料（CNT、SiC、DLC、グラファイトなど）の化学状態の評価
・半導体、有機材料、高分子材料、医薬品、食品、鉱物などの成分評価

【観 察 例】

【利用開始】　4月から貸付・依頼試験機器としてご利用いただく予定です。

『レーザーラマン顕微鏡操作説明会』のご案内
日　時　平成2６年２月１８日（火）　午後１時３０分から３時３０分
会　場　当センター ５階 研修室 および ３階 機器分析室
内　容　レーザーラマン顕微鏡（RAMANtouch）の機器・事例紹介、操作説明

定　員　２０名
参加費　無料

平成25年度「ものづくり基盤技術セミナ－」（第3回）のご案内
日　時　平成26年3月5日（水）　午後1時30分から4時
会　場　当センター 5階 研修室
内　容　「硬さ評価の基礎とナノインデンテーションの最新動向」

定　員　50名
参加費　1,000円/回

講師 ： ナノフォトン株式会社 代表取締役社長　中原 林人 氏 講師 ： （一財）機械振興協会 技術研究所　藤塚 将行 氏

ポリスチレン粒子/PMMA粒子の分布観察 ラッピングフィルムの断層解析

緑 ： ポリスチレン粒子(約10um)
赤 ： PMMA粒子

高空間分解能のままで広視野のイメージングが測定できます

　ものづくりの製造現場や研究開発において、材料の機械的
特性を評価する試験のひとつとして硬さ試験が広く用いられ
ており、品質管理や材料開発、製造条件決定のデータとして利
用されています。現在広く普及している硬さ試験機は、ダイヤ
モンド製や超硬製の圧子を被試験体に規定の試験荷重で押し
付け、試験体表面に形成された圧痕の大きさを計測し、硬さを
算出するものが主流ですが、薄膜の硬さを試験する場合、圧子
の進入深さを膜厚の10分の１以下にしなければ、下地の影響
を受け正確な測定ができません。低荷重で試験できるマイクロ
ビッカース硬さ試験機でも、付加荷重を低くすると圧痕サイズ
が小さくなり光学顕微鏡下での寸法計測が困難になり、通常圧
痕の深さは１μm以上で、数マイクロメートル以下の薄膜の硬
さ測定は困難でした。
　今回導入するナノインデンテーション試験機は、三角錐ダイ
ヤモンド圧子を試験荷重を増加しながら材料に押し込み、その
ときの試験荷重と圧子の押し込み深さを時間とともに計測し
得られる曲線（右図）から、硬さを求める計装化押し込み試験機
で、ナノインデンテーションテスターや超微小押し込み硬さ試
験機と呼ばれているものです。試験荷重を電磁力方式でμN

オーダーで精密に制御し、押し
込み深さをｎmオーダーで計測
することでサブミクロンの薄膜
の硬さ測定が可能になります。
　このナノインデンテーショ
ンを含む国際規格としてISO 
14577が制定されており、そ
の中で荷重-押し込み深さ曲線
から得られる材料パラメタとしてマルテンス硬さHM、押し込み
硬さHIT、押し込み弾性率EIT、押し込みクリープCITなどが定義
されています。

 また、平面圧子を使用すると超軽荷重の圧縮試験機としても
使用でき、トナー粒子や凝集体粒子の圧壊試験や微細構造体
の圧縮評価なども行えます。

　京都府中小企業技術センターでは、中小企業が持つ「強み」を活かして力強く活動できるよう、技術開発等に関する支援を行うため、
高度な試験・研究用機器を設置し、依頼試験や機器貸付を行っています。 ナノインデンテーション試験機

　本装置では、めっき皮膜やDLCなどのセラミックコーティング膜、有機薄膜、樹脂フィルムなどマイクロ
メートル以下の薄膜の硬さやヤング率の評価を下地の影響を受けることなく、精度良く行うことができます。
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【機　器　名】　ナノインデンテーション試験機（ENT-2100）
【メーカー 名】　株式会社エリオニクス
【荷 重 範 囲】　1μN ～ 100mN
【変位計測範囲】　～50μm
【試料サイズ】　直径50mm×厚さ10mm　（最大）
【そ　の　他】　バーコビッチ圧子、球状圧子R100μm 

平面圧子φ20、100μm　試料加熱ステージ
【用　　　　途】　・ PVD、CVD、DLCなどの硬質ドライコーティング膜の評価

・ めっき皮膜、金属表面改質層の硬さ試験
・ 塗膜や樹脂フィルムの物性試験、耐候劣化評価
・ 半導体デバイス用、導電膜、絶縁膜、配線パターンめっきの評価

（例） 押し込み硬さ　HIT = F/（24.56hc2 + f ）
hc = ht ‒ εF/S

 ｆ ： 圧子の補正項
 ε ： 0.75（バーコビッチ圧子の場合）
 S ： ｄF/ｄｈ

（基盤技術課 服部 悟）

※機器の操作説明会は別途開催します。


